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Komponenten - Systeme - Fertigung

OPTATEC 2012




VORTRAGE IM OPTATEC-FORUM
HALLE 3, STAND A70

22. Mai 2012, 13.15 Uhr
»Recent developments in the field of optical coatings«
Prof. Dr. Norbert Kaiser, Fraunhofer IOF

23. Mai 2012, 11.00 Uhr

»Diamond machining of ultraprecise optical
components - steel, glass and crystalline materials«
Dr.-Ing. Olaf Dambon, Fraunhofer IPT

24. Mai 2012, 10.15 Uhr
»New method for lathe centering of mounted lenses«
Dipl.-Phys. Christian BuB, Fraunhofer IPT

Green Photonics Forum

Raum »Aspect«, direkt an der Messehalle

23. Mai 2012, 13.00 - 16.00 Uhr
Informationen unter www.greenphotoncis.de

Titelbild: Thermisches Infrarot-Spektrometer MERTIS (DLR) zur Erkundung des Merkur.
Bild Innenteil: Kunststoff-Freiformoptiken mit LEDs fur energiesparende, groBflachige Beleuchtung.

OPTISCHE TECHNOLOGIEN -
KOMPONENTEN, SYSTEME, FERTIGUNG

MESSETHEMEN

Optikdesign und Optikfertigung

Optiksimulation und Systemdesign — Entwicklung von Prozess-
ketten, Maschinen und Anlagen fir die Optikfertigung — Ultra-
prazise Fertigung optischer Komponenten und Freiformflachen

— Fertigung von Replikationswerkzeugen — Replikation von
LED-Vorsatzoptiken durch Spritzprageprozesse — Nickel-Phosphor-
Beschichtung fur die Diamantzerspanung optischer Werkzeug-
formeinsatze — Prazisionsschleifen und Polieren von Glas und
Keramik — Justierdrehen fir die Montage von Prazisionsobjektiven
— Mikrooptikmontage — Aufbau- und Verbindungstechnologien
fur hybride mikrooptische Systeme: Solderjet Bumping, Lasersplei-
Ben — Bondtechnologien fur Glas und Glaskeramik

Funktionale optische Oberflachen und Schichten
Multifunktionale optische Schichtsysteme auf unterschiedlichen
Materialien — Technologien fur die Entspiegelung, AR-plas®-
Antireflexschichten, hergestellt durch Plasmaatzen — Entwicklung
und Simulation von Beschichtungsprozessen — In-situ-Kontrolle
und Automatisierung von Beschichtungsprozessen mittels Photo-
metrie und Ellipsometrie (MOCCA*®, OPTIMON) — Simulation und
Design von komplexen Dinnschichtsystemen — Simulationsge-
stutzte Homogenisierung von Schichtdickenverteilungen — Opti-
sche Prazisionsbeschichtung auch auf groBen Flachen

Optische und elektromechanische Mikrosysteme
MEMS-Flachenlichtmodulatoren — Elektrooptischer Flissig-
kristall-Multiplexer — LinScan 2-D-quasistatisch resonanter
MEMS-Scanner — MEMS-Flachenlichtmodulatoren fur Laser-
Direktbelichtung — Konfokales 3-D-Fluoreszenz-Mikroskop —
Lamda - MEMS-Scannerspiegel mit groBer Apertur fur Abstands-
messungen — Insekteninspirierte mikrooptische Systeme

Optische Systeme

Kompakter streulichtbasierter Rauheitssensor — LED-Spotarrayge-
nerator — WLAN-e-cley — Ultraflaches Mikroskop — Mikrooptischer
Array-Projektor — Ultrapréazise Teleskopoptik

Optikpriifung und Prozessiiberwachung

Formprifung spharischer, aspharischer, frei geformter und struk-
turierter Oberflachen — Optische Funktionsprifung mit Interfero-
metrie und Shack-Hartmann-Sensorik — Automatisierte Defekt-
erkennung in transparenten Materialien — In-line-Qualitatskon-
trolle optischer Werkstoffe — Kamerabasierte Prozessiberwa-
chung hochdynamischer Fertigungsablaufe — Streulichtbasierte
Rauheitscharakterisierung — Transmissions-, Reflexions- und
Streulichtmesstechnik — VN-Messeinsatz zur Absolutmessung von
Reflexion und Transmission im NIR/VIS/UV



